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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センシングユニット（１）および該センシングユニットとは空間的に分離された別個の
評価ユニット（２）を有しており、該評価ユニットはインタフェース（１０）および制御
レジスタ（１１）を有している圧力測定装置のパラメータ化方法において、
　パラメータを制御装置（４）から評価ユニット（２）のインタフェース（１０）へ送信
するステップと、
　パラメータを評価ユニット（２）の制御レジスタ（１１）へ格納するステップと、
　パラメータを制御装置（４）によって評価ユニット（２）の制御レジスタ（１１）から
読み出すステップと、
　評価ユニット（２）の制御レジスタ（１１）から読み出されたパラメータの正確性を検
査するステップと、
　測定信号をセンシングユニット（１）から評価ユニット（２）へ伝送するステップと、
　測定信号に対して制御レジスタ（１１）内に格納されていたパラメータを加えるステッ
プと、
　測定値を形成するステップと、
　該測定値を評価ユニット（２）から制御装置（４）へ伝送するステップと、
を有する
ことを特徴とする圧力測定装置のパラメータ化方法。
【請求項２】
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　制御レジスタ（１１）内に格納されているパラメータの正確性を検査するために、評価
ユニット（２）内でパリティチェックを規則的に行い、パラメータが正しくない場合、イ
ンタフェース（１０）を介して制御装置（４）へエラーメッセージを送信する、請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　センシングユニット（１）専用のパラメータを制御装置（４）へ伝送するステップと、
　パラメータを制御装置（４）に記憶させるステップと、
をさらに有する、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　制御装置（４）へのパラメータの伝送は診断テスト装置を介して行う、請求項３記載の
方法。
【請求項５】
　開始命令を制御装置（４）から評価ユニット（２）のインタフェース（１０）へ送信す
るステップと、
　評価ユニット（２）において定義された電流をセンシングユニット（１）へ供給するこ
とによりテストインパルスを形成し、これによりセンシングユニット（１）に意図的に作
用を引き起こすステップと、
　テストインパルスへの応答信号を制御装置（４）へ送信するステップと、
　圧力測定装置の検査のために制御装置（４）内で応答信号を評価するステップと、
をさらに有する
請求項１から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は車両のブレーキシステム内で行われる、請求項１から５までのいずれか１項
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は圧力測定装置および圧力測定装置のパラメータ化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車分野では、車両のブレーキシステム、特にＥＳＰシステムにおいて、ドライバー
の制動要求を検出するために圧力情報が必要である。この圧力情報は圧力センサを介して
ブレーキシステムの主シリンダ内の圧力を測定することにより得られる。このために、い
わゆる液圧機構に圧力センサをねじで外付けする種々の手段が知られている。
【０００３】
　また、液圧機構または液圧装置のケーシング内にセンサを少なくとも部分的に収容する
手段も公知である。こうしたセンサは国際出願第２００４／０４３７５４号明細書で提案
されている。圧力センサを圧力弁へ組み込むことにより構造寸法が抑えられ、複雑な電源
回路網の保護措置を付加的に導入する必要がなくなる。同時に圧力測定の信頼性が向上し
、圧力センサ装置の製造コストも低減される。構造スペースの低減を達成するために、圧
力センサは圧力弁に組み込んでもよい。しかしこの場合、圧力弁の径が増大してしまうこ
とが多い。
【０００４】
　こうした寸法の増大を回避するために、例えば欧州特許第１０９３４２８号明細書では
、圧力センサを圧力弁用の切欠に対して横断方向に配向することが提案されている。この
明細書からは、圧力センサの端子開口部が圧力弁用の切欠に対して横断方向にケーシング
内で配向されたブレーキ圧制御装置が公知である。このようにすれば、圧力センサを部分
的に圧力弁内に収容する場合の欠点は回避されるが、圧力センサが電磁石のあいだに配置
されることになるため、圧力弁の間隔が大きくなってセンサケーシングに対する寸法が増
大してしまう。
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【特許文献１】国際出願第２００４／０４３７５４号明細書
【特許文献２】欧州特許第１０９３４２８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、構造寸法を増大せずに圧力測定の信頼性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、圧力弁内に組み込まれたセンシングユニットおよび評価ユニットを有して
おり、センシングユニットと評価ユニットとは空間的に分離されており、かつ、電気的な
差し込み接続部を介して相互に接続されている構成により解決される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の請求項１の特徴部分に記載された構成を有する圧力測定装置は、センシングユ
ニットを特に小さく構成できるという利点を有する。これによりセンシングユニットに必
要なスペースが最小となり、センシングユニットを完全にブレーキシステムの圧力弁内に
組み込んでも圧力弁の径を増大しなくて済む。
【０００８】
　本発明の圧力測定装置は、圧力弁内に組み込まれたセンシングユニットおよび評価ユニ
ットを有しており、センシングユニットと評価ユニットとは空間的に分離されており、か
つ、電気的な差し込み接続部を介して相互に接続されている。したがって圧力弁内のセン
シングユニットと評価ユニットとが分離され、センシングユニットで形成されたデータは
別個の評価ユニットで評価されることになる。これによりセンシングユニットをきわめて
小さく、ローバストかつ安価に構成できるという利点が得られる。センシングユニットは
完全に圧力弁内に組み込まれるので、障害から確実に保護され、障害除去や保護のための
措置を導入する必要がほとんどない。センシングユニットと評価ユニットと空間的に分離
することにより、充分なスペースが得られる位置または保護された環境内の位置に評価ユ
ニットを配置することができる。これによりふつう導入しなくてはならない保護手段を省
略でき、障害耐性が向上する。
【０００９】
　センシングユニットは測定ブリッジ回路を備えた電気的測定セルとして構成される。こ
の測定セルは受動電気素子のみを有する。さらにこの測定セルには障害、特に電磁障害へ
の感度を低減するための保護回路が設けられている。有利には、差し込み接続部を介した
接続により、解離および再接続が任意に可能となる。したがって圧力測定装置のコンポー
ネントすなわちセンシングユニットおよび評価ユニットは個別に交換可能となる。このこ
とは例えばいずれかのコンポーネントが故障したときに有意義である。
【００１０】
　本発明の圧力測定装置の有利な実施例は従属請求項に記載されている。
【００１１】
　有利には、圧力測定装置にはさらにメモリを備えた別個の制御装置が設けられており、
このメモリにセンシングユニットのパラメータが格納され、評価ユニットはインタフェー
スを介して制御装置に接続されている。評価ユニットと制御装置とのあいだの通信はイン
タフェースを介して行われる。当該のインタフェースは双方向インタフェースとして構成
することができる。制御装置のメモリにはセンシングユニットの専用パラメータが格納さ
れる。これによりセンシングユニットの専用パラメータをつねに利用可能である。有利に
は、不揮発性メモリ、例えばＥＥＰＲＯＭが用いられる。このようにすれば車両の機関が
点火されていない場合にもパラメータを維持することができる。
【００１２】
　本発明の有利な実施形態では、評価ユニットはパラメータ化可能でありかつ制御レジス
タを有しており、この制御レジスタへ制御装置からセンシングユニットのパラメータが移
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動される。評価ユニットとセンシングユニットとを問題なく正確に共働させるために、評
価ユニットがパラメータ化可能であって、センシングユニットの専用パラメータが評価ユ
ニットで利用できるようになっていなければならない。当該のパラメータは評価ユニット
においてそれぞれのセンシングユニットの較正データとなる。このようにして評価ユニッ
トから正確な測定値が伝送されることが保証される。センシングユニットの専用パラメー
タが使用されることにより、種々のセンシングユニットを１つの評価ユニットへ接続した
り、種々の評価ユニットと１つのセンシングユニットとを共働させたりすることができる
。制御装置のメモリ内に格納されたパラメータはインタフェースを介して評価ユニットへ
伝送される。センシングユニットのパラメータは評価ユニットの制御レジスタへ書き込ま
れる。これによりセンシングユニットの専用パラメータが評価ユニットで得られる。当該
のパラメータは制御装置のメモリ内に格納されるので、評価ユニットのメモリを省略する
ことができる。したがって評価ユニットをきわめて低コストに製造することができる。ま
た、メモリを省略すれば、評価ユニットの寸法も大幅に低減することができる。評価ユニ
ットは例えばメモリ無しの安価なＡＳＩＣＳとして構成される。評価ユニットが固有のメ
モリを有さないため、センシングユニットの専用パラメータはつねに制御レジスタへ伝送
しなければならない。これによりセンシングユニットに生じた最新のパラメータがつねに
得られることが保証される。
【００１３】
　有利には、センシングユニットと評価ユニットとを接続する電気的な差し込み接続部は
共軸コネクタである。差し込み接続部を共軸コネクタとして構成することにより、有利に
は、センシングユニットと評価ユニットとのあいだの接続部が遮蔽および保護される。外
部からの障害影響は減衰ないし遮断され、センシングユニットと評価ユニットとのあいだ
の通信は障害を受けない。共軸コネクタとして構成された差し込み接続部は多極であり、
センシングユニットと評価ユニットとをつなぐ複数の線路を同時に１つのケーブルまたは
１つの接続線にまとめることができる。共軸コネクタは標準部品であるので、きわめてロ
ーバストであるばかりでなく、安価でもある。共軸コネクタにより遮蔽されたケーブルを
使用することができるので、センシングユニットと評価ユニットとのあいだの全経路が電
磁的に保護される。
【００１４】
　有利には、評価ユニットは制御装置内に配置される。評価ユニットはメモリを有さず、
少数の電子部品を含むのみであるので、最小限のスペースしか要さない。評価ユニットは
ＡＳＩＣとして集積することができる。また評価ユニットを制御装置内に集積して、固有
のケーシングが必要ないようにしてもよい。制御装置そのものはセンシングユニットのパ
ラメータを記憶するほか、他の機能、例えば圧力測定装置その他のコンポーネントの制御
（開制御または閉ループ制御）を担当することができる。
【００１５】
　本発明はさらに、圧力測定装置のパラメータ化方法に関する。本発明の方法は、制御装
置内に格納されたパラメータが直接に評価ユニットへ伝送され、新たな読み出しによって
再検査されるという利点を有する。これにより評価ユニットにおいて、伝送された専用パ
ラメータが正確に格納され、圧力測定装置が問題なく確実に動作することが保証される。
本発明の圧力測定装置、すなわちセンシングユニットおよびこれとは別個の評価ユニット
を有しており、評価ユニットはインタフェースおよび制御レジスタを有している装置のパ
ラメータ化方法では、第１のステップで制御装置によりセンシングユニットのパラメータ
が評価ユニットのインタフェースへ送信される。次いでパラメータが評価ユニットの制御
レジスタへ格納される。さらに、伝送されたパラメータが制御装置によって評価ユニット
の制御レジスタから読み出され、続いて評価ユニットの制御レジスタの設定が正しいか否
かが制御装置で検査される。評価ユニットは固有のメモリを有さないので、車両の機関点
火が行われていないときでもセンシングユニットのパラメータは制御装置のメモリから読
み出され、評価ユニットへ伝送される。これにより、つねにセンシングユニットの最新の
パラメータが評価ユニットで利用されることが保証される。評価ユニットの制御レジスタ
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からパラメータを新たに読み出すことにより伝送の正確性が検査され、圧力測定装置の確
実な動作が保証される。制御レジスタからのパラメータの新たな読み出しおよび制御装置
への伝送はいちどだけではなく、有利には複数回行われ、格納されたパラメータの正確性
は繰り返し検査される。こうした検査は設定された離散的な時点で行うことができる。
【００１６】
　有利には、本発明の方法はさらに、測定信号をセンシングユニットから評価ユニットへ
伝送するステップ、測定信号に対して制御レジスタ内に格納されたパラメータを加えるス
テップ、測定値を形成するステップ、および、評価ユニットから制御装置へ測定値を伝送
するステップを有する。これによりセンシングユニットから伝送された信号に当該のセン
シングユニットに属するパラメータが加えられ、測定値が形成される。測定信号へのパラ
メータの付加は、例えば、オフセット電圧および増幅率をパラメータとし、このパラメー
タにより評価ユニット内の増幅器をパラメータ化することにより行われる。このようにす
ればセンシングユニットから得られた測定信号が適切に増幅され、制御装置へ伝送される
。これによりセンシングユニットと評価ユニットとの分離が実現され、制御ユニットには
既に較正された測定値が供給される。評価ユニットで使用される測定技術および測定信号
の評価技術は例えば自動ゼロセット増幅器によって実現される。つまり公知の測定技術を
使用することができる。
【００１７】
　有利には、本発明の方法によれば、制御レジスタ内に格納されたパラメータの正確性を
検査するために、評価ユニット内でパリティチェックが規則的に行われ、パラメータが正
しくない場合、インタフェースを介して制御装置へエラーメッセージが送信される。評価
ユニットにおけるパリティチェックは、制御レジスタからのパラメータ読み出しに代えて
またはこれに加えて、制御装置により行うことができる。こうして簡単に制御レジスタ内
に格納されたパラメータの正確性を評価ユニットが直接に検査できる。当該の監視の手間
は僅かであり、測定値の処理にも影響を与えないので、当該の監視は規則的に、またはき
わめて短い時間間隔で行うことができる。この構成もシステム全体の確実性およびローバ
スト性に寄与する。
【００１８】
　有利には、本発明の方法はさらに、センシングユニットの専用パラメータを制御装置へ
伝送するステップ、および、このパラメータを制御装置に格納するステップを有する。シ
ステム全体、つまり圧力測定装置および制御装置を最初に組み上げる際に、評価ユニット
およびセンシングユニットを相互に調整しなければならない。このとき評価ユニットまた
は制御装置は、使用されるセンシングユニット専用のパラメータを識別して記憶し、圧力
測定装置が問題なく動作するようにしなければならない。そのためにセンシングユニット
の専用情報、例えばオフセット電圧または感度をパラメータとして制御装置へ伝送する。
例えば当該の専用パラメータはバーコード、レーベルまたはタグの形態でセンシングユニ
ットに被着される。バーコードを自動または手動で読み出しまたはタイプ入力して伝送す
ることにより、パラメータを制御装置へ供給することができる。
【００１９】
　センシングユニット専用のパラメータを評価ユニットへ伝送する必要があるのは、圧力
測定装置の最初の組み上げのときにかぎらない。センシングユニット、評価ユニットまた
は制御装置のいずれかが故障したり、他の理由で交換しなければならなくなったりしたと
きにも、センシングユニット専用のパラメータを評価ユニットまたは制御装置へ伝送しな
ければならない。
【００２０】
　有利には、制御装置へのパラメータの伝送は診断テスト装置を介して行われる。ここで
は、診断に用いられるテスト装置が付加的に、センシングユニットのパラメータ、例えば
バーコードまたは他の媒体の形態でセンシングユニットの外部に被着されたパラメータを
制御装置へ伝送するために利用される。制御装置は当該のパラメータをメモリに格納し、
これを評価ユニットへ伝送するので、パラメータは評価ユニットの制御レジスタにも格納
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される。パラメータはＥＥＰＲＯＭとして構成されたメモリ内に記憶される。制御装置は
"イグニション・オン"の点火信号が発生するとただちに、つまり車両の機関が始動される
とただちに、パラメータを評価ユニットへ送信する。
【００２１】
　有利には、本発明の方法はさらに、開始命令を制御装置から評価ユニットのインタフェ
ースへ送信するステップ、評価ユニットにおいて定義された電流をセンシングユニットへ
供給することによりテストインパルスを形成し、これによりセンシングユニットに意図的
に作用を引き起こすステップ、テストインパルスへの応答信号を制御装置へ送信するステ
ップ、および、圧力測定装置の検査のために制御装置内で応答信号を評価するステップを
有する。センシングユニットのテストおよび検査の開始命令は制御装置から評価ユニット
のインタフェースへ伝送される。インタフェースはこれに応じて評価ユニット内に配置さ
れた電流源を制御し、定義された電流を供給してテストインパルスを形成する。例えばテ
ストインパルスは接着剥離識別部（Bondabrisserkennung）を非平衡化することにより形
成される。これによりセンシングユニットは意図的に非平衡化され、センシングユニット
内に設けられた測定ブリッジ回路も非平衡化される。同時にテストインパルスが評価ユニ
ットに設けられた増幅器から直接に制御装置へいわば測定値として伝送される。制御装置
では診断ルーチンを用いてテストインパルスによって形成された測定値が評価および分析
される。また非平衡化された測定ブリッジ回路の信号は評価ユニットの増幅器を介して制
御装置へ返送される。当該の値を圧力測定装置の分析および検査に用いることができる。
【実施例】
【００２２】
　以下に本発明を実施例に則して詳細に説明する。
【００２３】
　図１を参照しながら、車両のブレーキシステムに適用される本発明の圧力測定装置の構
造を説明する。図１の圧力測定装置は、測定セルとしての回路を備えたセンシングユニッ
ト１と、評価ユニット２とを有する。センシングユニット１および評価ユニット２は差し
込み接続部３を介して相互に接続されている。差し込み接続部３は共軸コネクタとして構
成されているので、解離および再接続が任意に可能である。こうしてセンシングユニット
１と評価ユニット２とは相互に電気的に接続可能となり、しかも空間的に分離して配置可
能となる。センシングユニット１は液圧機構の圧力弁内に配置されており、評価ユニット
２は液圧機構の外部に配置されている。
【００２４】
　さらに制御装置４が評価ユニット２に接続されている。制御装置４および評価ユニット
２は１つのケーシング内に配置されてもよい。有利には、評価ユニット２は制御装置４の
ケーシング内に集積される。
【００２５】
　センシングユニット１は４つの測定抵抗６から成る測定ブリッジ回路５を有する。測定
ブリッジ回路５は共軸コネクタに接続されている。また１つのＥＳＤバリスタ７および２
つの直列抵抗８が測定ブリッジ回路５に対する保護回路として設けられている。センシン
グユニット１に対してそれ以上の素子は必要ない。特にメモリ、評価論理回路またはその
他のコンポーネントはセンシングユニット１内に必要ない。２つの直列抵抗８は信号線路
９に接続されており、測定ブリッジ回路５で取得された測定信号が共軸コネクタを介して
評価ユニット２へ伝送される。
【００２６】
　評価ユニット２はインタフェース１０を有しており、このインタフェースを介してセン
シングユニットの専用パラメータが制御装置４から評価ユニット２へ伝送される。このと
き、インタフェース１０を介して評価ユニット２へ伝送されたパラメータは制御レジスタ
１１へ書き込まれる。また、制御装置４は制御レジスタ１１からインタフェース１０を介
してセンシングユニットの専用パラメータを再び読み出すことができる。
【００２７】
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　評価ユニット２はさらに、インタフェース１０に接続された電流源１２を有する。制御
装置４からインタフェース１０を介して、電流源１２でのテストインパルスの形成をトリ
ガする開始信号が伝送され、信号線路９を介して測定ブリッジ回路５へ送信される。こう
して測定ブリッジ回路５が非平衡化される（つまり同調しなくなる）。増幅器１３は自動
ゼロセット増幅器として構成されている。センシングユニットのパラメータ値は制御レジ
スタ１１を介して増幅器１３へ供給される。ここでのパラメータは特にオフセット電圧お
よび増幅度であり、これにより増幅器１３が測定ブリッジ回路５から伝送された測定信号
によって増幅され、測定値が形成される。測定値はいわゆるクランプ１４を介してローパ
ス１５へ供給される。
【００２８】
　ローパス１５は付加的に他の診断素子および／または図示されていないＡ‐Ｄ変換器に
結合されてもよく、これによりアナログの測定値をディジタルの測定値へ変換して、矢印
Ａで示されているように、制御装置４へ伝送することができる。したがってアナログ値だ
けでなく、ディジタル値を直接に制御装置４へ伝送することもできる。
【００２９】
　制御装置４はメモリ１６およびマイクロコントローラ１７を有し、測定値の処理および
評価ユニット２の制御を行う。マイクロコントローラ１７は他の要素の機能を担当するこ
ともできるので、制御装置４は圧力測定装置の制御ばかりでなく、他の要素の制御も行う
ことができる。さらに制御装置４は他のコンポーネントを含んでもよい。
【００３０】
　メモリ１６はこの実施例ではＥＥＰＲＯＭとして構成されている。ただしメモリ１６と
して、不揮発性メモリとして構成されていさえすれば、従来技術から公知のメモリを使用
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】センシングユニット、評価ユニットおよび制御装置を備えた圧力測定装置の概略
図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　センシングユニット、　２　評価ユニット、　３　差し込み接続部、　４　制御装
置、　５　測定ブリッジ回路、　６　測定抵抗、　７　ＥＳＤバリスタ、　８　直列抵抗
、　９　信号線路、　１０　インタフェース、　１１　制御レジスタ、　１２　電流源、
　１３　増幅器、　１４　クランプ、　１５　ローパス、　１６　メモリ、　１７　マイ
クロコントローラ
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